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РЕФЕРАТ

Отчет 70 с., 26 рис., 3 табл., 201 источник. Диэлькометрия, полимеры, анизотропия, кон­

троль, влажность.

Объектом исследования являются полимерные материалы.
Цель работы - разработка диэлькометрических методов и средств контроля состава 

и структуры полимерных материалов; исследование физико-механических свойств волокон 
льна, хлопка, смесей волокон диэлькометрическими методами неразрушающего контроля; 
разработка численных методов расчета электромагнитных полей низкой частоты в гетеро­
генных средах с учетом реальной толщины и рельефа поверхностей электродов датчиков, со­
здание математических моделей первичных преобразователей.

Достижение цели позволит осуществлять контроль состава и структуры лент, опре­
делять процентное содержание волокон, контролировать их влажность, устранять погрешно­
сти, возникающие в диэлькометрическом методе контроля за счет колебаний температуры, 
влажности окружающей среды, давления, массы контролируемого материала, устранять 
несоответствия между теорией и практикой за счет учета влияния геометрических размеров 
самих электродов на выходные характеристики преобразователей.

В соответствии с календарным планом разработан диэлькометрический метод кон­
троля состава и структуры полимерных материалов, влажности волокон (льна, хлопка). Раз­
работаны:

методика измерения анизотропии диэлектрических свойств ортотропных материалов; 
методика неразрушающего определения процентного содержания хлопка в смеси воло­
кон льна и хлопка;
методика неразрушающего контроля качества волокон хлопка;
методика устранения влияния краевого эффекта в пяточной части электродов на ре­
зультат контроля анизотропии диэлектрических свойств.

Разработаны программы для вывода информации на жидкокристаллический экран 
макета прибора и монитор компьютера. Программы позволяют выводить информацию на 
экран монитора ПК и жидкокристаллический индикатор ЖКИ 16210 макета прибора.
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